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摘要(译)

低相干干涉测量装置本发明涉及一种低相干干涉测量装置，用于对物体
（13）进行光学深度扫描，该物体位于装置的测量开口（12）的前面，
通过检测光反射位置的位置。通过短相干干涉仪，沿着沿扫描方向
（25）延伸到物体中的扫描路径（19），位于物体（13）内的不同测量
深度处。所述短相干干涉仪包括短相干光源（7），分束器（8），参考
反射器（9）和检测器（10）。干涉仪是自由束直列式干涉仪（6），其
具有分束器（8），其横向于扫描方向（25）。光发射器（7），检测器
（10）和参考反射器（9）位于分束器的背离测量开口的一侧。可移动扫
描透镜（11）位于分束器（8）和测量开口（12）之间。所述可移动扫描
透镜（11）和分束器（8）可以同步并行地移动以进行深度扫描。
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